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WZO0RCOWANIE

AP 225

Dziatalnos¢ prowadzona | Wzorcowanie / Calibration:

I Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand’
12.01 sita/ 12.01 force

12.03 udarnos¢ / 12.03 impact

13.01 twardos$¢ / 13.01 hardness

poza statg lokalizacja (P) /
outside of permanent
location (P)

Wersja strony/Page version: A

Numeracja wielko$ci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

Odpowiedzialnos¢ PCA dotyczy wytgcznie tekstu w jezyku polskim. / The PCA's liability applies only to the polish text.

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 225 z dnia 18.02.2025 r.
Cykl akredytacji od 18.02.2025 r. do 17.02.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/
This document is an annex to accreditation certificate No. AP 225 of 18.02.2025

Accreditation cycle from 18.02.2025 to 17.02.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 225
Scope of accreditation No. AP 225

Laboratorium Wzorcujace SHIM-POL
ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa

Obiekt wzorcowania
| Object of calibration

Zakres pomiarowy
| Measurement range

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC
| Measurement
uncertainty covered
by CMC

Miejsce

dzial. Metoda pomiarowa
/Location
of activity

| Measurement method

Sita / Force

Maszyny wytrzymatosciowe do prob
statycznych

/ Universal Testing Machines
Urzadzenia technologiczne

/ Technological devices

- do sit rozciagajacych

/ for tensile forces

- do sit $ciskajacych

/ for compressive forces

0,01 Ndo/fo5N
1Ndo/to250 N

0,1 %
0,03 %
dla obcigznikow

Maszyny wytrzymatosciowe do prob
statycznych

/ Universal Testing Machines
Urzadzenia technologiczne

/ Technological devices

- do sit sciskajacych

/ for compressive forces

0,2 N do / fo 1000 kN
0,2 N do / to 3000 kN

0,12 %
0,24 %

Maszyny wytrzymatosciowe do prob
statycznych

/ Universal Testing Machines
Urzadzenia technologiczne

/ Technological devices

- do sit rozciagajacych

/ for tensile forces

0,2 N do / fo 1000 kN

0,12 %

Ekstensometry
/ Extensometers

0 mm do / {0 100 mm
0 mm do / to 500 mm
0 mm do / fo 2500 mm

0,10 pm
0,23 pym
2,36 ym

Maszyny wytrzymatosciowe do prob
statycznych

/ Universal Testing Machines
Urzadzenia technologiczne

/ Technological devices

- przemieszczenie (droga) trawersy
/ Crosshead Displacement or Actuator
Stroke

0 mm do / fo 100 mm
0 mm do / to 500 mm
0 mm do / to 5000 mm

0,10 pm
0,23 ym
2,36 ym

Maszyny wytrzymatosciowe do prob
statycznych

/ Universal Testing Machines
Urzadzenia technologiczne

/ Technological devices

- predkos¢ przemieszczenia
trawersy

/ Crosshead /Actuator Speed

0 mm/min do / to
10000 mm/min

0,005 %

P PN-EN 1SO 7500-1:2018-05
PN-EN 1SO 12390-4:2020-03
pkt. 4.2.2
ASTM E4-24

PN-EN ISO 9513:2013-06
ASTM E83-23

PN-EN ISO 9513:2013-06 zat. H
ASTM E2309/E2309M-20

PN-EN ISO 5893:2015-12
ASTM E2658-15

Udarnos¢ / Impact

Mioty wahadtowe
/ Impact Testing Machines

0,5Jdo/to750J

0,18 % Kn

Kn — energia nominalna
miota w J

P PN-EN ISO 148-2:2017-02
PN-EN ISO 13802:2015-07
ASTM E23-24
ASTM D6110-18
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Zakres akredytacji Nr AP 225

PCA Scope of accreditation No. AP 225
Niepewnosé Micjsce
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy p?';;,':;:;:;?ngmc dzial. Metoda pomiarowa
| Object of calibration | Measurement range uncertainty covered /‘Jl;gc;ztai\t//gr | Measurement method
by CMC
Twardos¢ / Hardness
Twardosciomierze Brinella P PN-EN ISO 6506-2:2019-10
/ Brinell testing machines ASTM E10-23
- twardosé HBW 1/30 1,0 %
/ hardness HBW 2.5/31.25 1,0 %
HBW 2.5/62.5 0,6 %
HBW 2.5/187.5 1,0 %
HBW 5/250 1,0 %
HBW 5/750 1,0 %
HBW 10/500 1,0 %
HBW 10/1000 1,0 %
HBW 10/3000 1,0 %
- sita 294,2 N do / to 29420 N 0,12 %
/force
- dlugosé 0 mm do /to 10 mm 0,4 pm
/length
- czas cyklu 1sdo/to20s 0,04 s
/ testing time cycle
Twardosciomierze Vickersa PN-EN ISO 6507-2:2018-05
/ Vickers testing machines ASTM E92-23
- twardosé HV 0,025 11,2 % ASTM E384-22
/ hardness HV 0,05 9,2 %
HV 0,1 6,4 %
HV 0,2 52 %
HV 0,3 4,0 %
HV 0,5 4,0 %
HV 1 2,0 %
HV 2 2,0 %
HV 3 1,9 %
HV 5 1,1 %
HV 10 1,3%
HV 30 1,0 %
HV 100 0,9 %
- sita 0,2451 N do / t0 980,7 N 0,12 %
/force
- diugos¢ 0 mmdo/fo2 mm 0,5 um
/length
- czas cyklu 1sdo/to20s 0,04 s
/ testing time cycle
Twardosciomierze Rockwella P PN-EN ISO 6508-2:2024-06
/ Rockwell testing machines ASTM E18-25
- twardos¢ HRA 0,3 HRA
/ hardness HRBW 1,0 HRBW
HRC 0,3 HRC
HRFW 0,4 HRFW
HR15N 0,4 HR15N
HR30N 0,6 HR30N
HR45N 0,4 HR45N
HR15TW 0,4 HR15TW
HR30TW 0,9 HR30TW
HR45TW 0,7 HR45TW
- sita 29,42 Ndo/to 1471 N 0,12 %
/force
- czas cyklu 1sdo/to20s 0,04 s
/ testing time cycle
- twardosé HR15YW 0,6 HR15YW ASTM E18-25
/ hardness
- sita 29,42 Ndo/to 147,1 N 0,12 %
/force

Niepewno$¢ pomiaru dla CMC stanowi
rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.

Wersja strony: A / Page version: A

niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobiehstwie

The uncertainty covered by the CMC is the expanded uncertainty with a coverage probability of
approximately 95 %. and is expressed in measurand units.
Wartosé niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnos$cig pomiaru wzglednag
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzone;j.
The measurement uncertainty value for CMC expressed as a percentage is the relative measurement
uncertainty and refers to the percentage share in the measured value.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 225
Scope of accreditation No. AP 225

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 225

List of changes for the
Scope of accreditation No. AP 225

Status zmian: wersja pierwotna — A / Status of changes: original version — A

Zatwierdzam status zmian

— KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
HOLOGRAM WZORCOWAN

HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

— 3
KATARZYNA WISNIEWSKA

dnia: 11.06.2026 .
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